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図1 加熱、酸素雰囲気におけるPt-CeO2/CのSEM/STEMその場観察

観察装置：HF5000、 加速電圧：200 kV、観察倍率: x100,000

図2 400℃ 酸素雰囲気におけるPt-CeO2/CのSEM像及びADF-STEM像

観察装置：HF5000、 加速電圧：200 kV、観察倍率：x 1,600,000
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球面収差補正STEMを用いた

ガス雰囲気下における触媒のその場観察

電界放出形透過電子顕微鏡 HF5000の主な仕様

電子源 W（310）冷陰極電界放出形

加速電圧 200 kV、60 kV※

像分解能
STEM 0.078 nm（ADF-STEM像）

TEM 0.102 nm（格子像）

倍率
STEM ×20～×8,000,000

TEM ×100～×1,500,000

試料微動

試料ステージ ユーセントリックゴニオメータ5軸ステージ

試料サイズ 3 mm Φ

移動範囲 X, Y＝±1.0 mm, Z=±0.4 mm

試料傾斜 α＝±25°、β＝±35°（日立2軸傾斜試料ホルダ※）

収差補正器 日立製照射系球面収差補正器（標準搭載）

* 仕様値はシステム構成と設置環境により異なります。
※はオプションです。
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